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現在，COVID-19 の影響によるリモートワークの増加や DX の進展により人々がサイバー上で

労働，オンラインショッピング，旅行，ゲーム，エンタテイメントの活動が増え， VR/AR,メタ

バースのためのウェアラブル MEMS 実装技術の開発が重要となってきている. メタバース用ウェ

アのためにセンサ，アクチュエータを衣服に実装する技術開発においては，やわらかい布上に固

いセンサや振動モータをはんだ付けする電子テキスタイル(e-textile)用実装構造の信頼性が低く，

剛性も高く着心地が悪いことが最大の課題である．信頼性が低い原因は，センサやモータなどヤ

ング率が数GPaの硬い電子デバイスを数MPaの柔らかい布上の配線に従来通りはんだ付け等で実

装すると，ヤング率ミスマッチにより境界に応力が集中し，破断しやすく研究レベルでもデバイ

ス製造が困難であるためである．このようなヤング率のミスマッチによる配線破断を防ぐ e-textile

用デバイス実装構造として，筆者らは，図１のような応力リロケーション実装構造を提案する．

応力リロケーション実装構造は，布上へ形成した銀ペースト等の配線とデバイスの足の間に熱接

着性ポリウレタンフィルム（HMS）と配線部分を形成するビアホールが入った構造である．さら

に，フレキシブル両面基板を電子デバイスとビアの間に組み込んでいる．この構造により，柔ら

かい部分と固い部分の境目が，熱接着性ポリウレタンフィルムとなり，引張や曲げ応力がかかっ

た時に配線部分へのひずみが低減し，信頼性が向上する．この構造を用いて実際にセンサやアク

チュエータを実装したウェアを試作し VR と連動したシステムを構築した．本講演では，応力リ

ロケーション実装構造を用いたウェアと筆者らが開発してきた e-textile デバイスについて紹介す

る． 

 

図１ VR/AR メタバースに向けた応力リロケーション実装構造 
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